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１．概要（Summary） 

微細 3 次元形状を含むマイクロナノシステム製造にお

いて、複雑な工程を省いた加工法が求められており、厚

膜レジストをデバイス材料として直接利用する手法が注目

されている。我々は、厚膜レジストを用いたポリマー

MEMS 製造技術のフレキシブル化・ハイスループット化

を目的とし、複数の機能を集積化したマイクロシステムを

単一マスクからアセンブリレスで作製する 3次元UVリソグ

ラフィ法を提案し、バイオ・光・エネルギー向けの応用展

開を進めている。本研究では特に、傾斜面を持つ３次元

形状の加工評価を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 マスクレス露光装置(大日本科研社製, MX-1204) 

【実験方法】 

傾斜面の加工精度評価のために、マスクレス露光装置

（MX-1204）を用いて 2.5インチ角のクロムマスクを製作し

た。その後、自研究室にて、マスク上の様々なパターンを、

Cr薄膜/ガラス基板上に転写してコピーマスクとし、厚膜レ

ジストを直接塗布して、3次元UV リソグラフィを行った。さ

らに、走査型電子顕微鏡などを用いて傾斜面の加工性に

ついて評価した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

円形マスクパターンに対して、3 次元 UV リソグラフィを

行った結果を Fig.1に示す。厚膜レジストで作製した構造

は、逆テーパ形状であり、光の入射角度に対して、スネル

の法則に従って、微細構造の傾斜面角度が決定できるこ

とが確認できた。本構造を鋳型として利用するとシリコンゴ

ム製のテーパ構造が作製でき、単一細胞の長期固定構

造や、非周期構造からなる導光板などを作製可能であ

る。 

 

Fig.1 SEM image of the inverse tapered 

microstructures. 
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